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Mikrofotometr punktowy

Przedmiotem wynalazku jest mikrofotometr
punktowy przeznaczony do pomiaru natężenia
światła pochodzącego z bardzo słabych źródeł,
umieszczonych w ten sposób, że badaną powierzch¬
nię widać z obiektywu fotometru w małym ką¬
cie bryłowym. Przyrząd służy do wykonywania
pomiarów względnych i znajduje zastosowanie
szczególnie przy badaniu techniką dyfrakcji po¬
wolnych elektronów szybko przebiegających zja¬
wisk fizycznych i fizykochemicznych.

Mikrofotometr punktowy nadaje się również do
wykonywania pomiarów natężenia promieniowa¬
nia podczerwonego, widzialnego lub ultrafioletowe¬
go wysyłanego przez poszczególne fragmenty nie¬
jednorodnie emitujących powierzchni.

Dotychczas do przeprowadzania wymienionych
wyżej pomiarów brak jest odpowiedniego przy¬
rządu.

Mikrofotometr punktowy według wynalazku ma
konstrukcję częściowo zbliżoną do przyrządów uży¬
wanych w astronomii do pomiarów jasności
gwiazd. Zasada działania tych przyrządów pole¬
ga na umieszczeniu w płaszczyźnie ogniskowej
obiektywu lunety astronomicznej przesłony z nie¬
wielkim otworem, do którego kierowane jest
światło pochodzące od wyt>ranej gwiazdy. Za prze¬
słoną umieszczony jest fotopowielacz, prąd któ¬
rego jest proporcjonalny do natężenia światła.

Przyrządy tego rodzaju są wystarczające do po¬
miaru natężenia światła pochodzącego od źródeł
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nieruchomych lub poruszających się, jak na przy¬
kład gwiazdy, w ściśle określony i regularny spo¬
sób, w rozumieniu ruchu dobowego nieboskłonu.
W przypadku jednak, gdy źródło światła porusza
się w sposób z góry nieprzewidziany, występuje
niemożliwość jednoczesnej obserwacji pola widze¬
nia i pomiaru natężenia światła, co stanowi po¬
ważną niedogodność.

Sytuacja taka zachodzi przy obserwacji dyfrak¬
cji powolnych elementów metodą, w której wiąz¬
ki dyfrakcyjne tworzą jasne plamki na ekranie
luminescencyjnym, a natężenie światła tych pla¬
mek jest miarą intensywności odpowiednich iwią-
zek dyfrakcyjnych. Plamki te poruszają się po
ekranie przy zmianie warunków dyfrakcji i w
trakcie tego ruchu zachodzi konieczność mierze¬
nia natężenia pochodzącego od nich światła.

Celem wynalazku jest umożliwienie względne¬
go pomiaru natężenia światła pochodzącego od
słabych i widzianych w małym kącie bryłowym
ruchomych źródeł, zadaniem zaś wynalazku jest
zbudowanie urządzenia optyczno-elektronicznego
przeznaczonego do osiągnięcia tego celu.

Istota wynalazku polega na umieszczeniu na osi
optycznej lunety, pomiędzy jej obiekytwem a oku¬
larem, całkowicie odbijającego pryzmatu, na któ¬
rego powierzchni odbijającej naklejony jest mały
pryzmat, po stronie przeciwległej zaś w stosun¬
ku do obiektywu lunety za pryzmatami umieszczo¬
ny jest fotopowielacz. W mikrofotometrze przy-
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stasowanym do dokonywania pomiarów natęże¬
nia promieniowania podczerwonego lub ultrafio¬
letowego w części okularowej lunety umieszczo¬
ny Jest przetwornik 'badanego promieniowania na
światło widzialne.

W oflntidfłie mikrofotometru zamiast układu
pryzmatów do załamania osi optycznej lunety za¬
stosowano płaskie zwierciadło, którego część cen¬
tralna jest pozbawiona warstwy odbijającej.

W okularze lunety widoczne jest całe pole wi¬
dzenia obiektywu za wyjątkiem niewielkiego środ¬
kowego fragmentu, z którego światło poprzez ma¬
ły Ubtetft&t lub środkową nieodbijającą część
zwierciadła przechodzi do fotopowielacza. Dzięki
temu patrząc w okular można prowadzić lunetę
tak, aby do fotopowielacza docierało ciągle światło
z tego samego, choćby nawet ruchomego źródła.

Szczególną zaletą mikrofotometru punktowego
jest prosta konstrukcja układu celowania, jego
zwartość i lekkość jak i łatwość obsługi w za¬
kresie jednoczesnego celowania i pomiaru natę¬
żenia światła pochodzącego z poruszających się
źródeł.

Na załączonym rysiinłiu graedatświóny jest sche¬
mat optyczny mikrofotometru punktowego według
wynalazku.

Mikfefotolfletf punktowy Wyposażony jest w lu¬
netę. Na osi optycznej lunety pomiędzy jej obiek¬
tywem 1 a okularem 2 umieszczony jest całkowi¬
cie odbijający pryzmat 3, dzięki któfetifni oś o^
tyczna załamana jest pod kątem prostym. Na po¬
wierzchni odbijającej pryzmatu 3 naklejony jest
za pomocą balsamu kanadyjskiego mały pryz¬
mat 4. Po stronie przeciwległej w stosunku do
obiektywu i lUńety umieszczony Jest *óto£6Wie-
lacfc Ś zWi*óedny fotokatoda kii fcryzmatatti 8, 4*

Przystosowanie ntikroiótómetru* do* pomiarów
ńatężfcftia tfr^ffiiehiGwania W Eadt&erwieni lub ul¬
trafioletowego £bl3ga na uiytiu do wykohariia
eteńiehtów optyczriyfch materiałów przepuszczają¬
cych te rodzaje flr&hie^iów&hia na przykład dla
podczerwieni, w zależności od dfiigdśei fali, szkła,
kWafću lufo fitiofku litu, a dla ultrafioletu —
kWarcii. frie uwidoczniony ha rysurikli przetwornik
badatlfego promieniowania na światło Widzialne
umieszczony jest w części Okularowej lunety.

W odmianie1 ntikrofotóiiielru zamiast Układu
ftryzhlatóW 3, 4 do źałaitiania osi optycznej lune¬
ta jest zaopatrzona W płaskie zwierciadło, które¬
go CźęŚć centralna jest pozbawiona Warstwy od¬
bijającej. W tyrii przypadku słaby- ofctfaa badane¬
go zfódta ŚWiatła jest Widoczny w okularze 2
wskutek Odbicia ŚWiatła od oczyszczonej z war¬
stwy odbijającej powierzchni szkła, Co ułatwia ce-
l&waiiie. Natomiast straty światła sĄ mniejsze w
rmwiąs&ńiu ź układam pryzmatów 3, 4;

Działanie mikfdfotdfńetfU piiUktowegd Według
Wynalazku pfźeo!śtaW{tfh<* jilśt poniżej.

światłe ad dweeh bliska sietie peteiońyeh źłss-
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deł 6 i 7 wpada do obiektywu 1 lunety i następ*
nie pada na powierzchnia odbijającą całkowicie
odbijającego pryzmatu 3. Światło 2& źródła 6 pa¬
da na tę powierzchnię w miejscti, w~ którym na¬
klejony jest mały pryzmat 4. Nie doznaje więc
ono całkowitego wewnętrznego odbicia w pryzma¬
cie 3 i bez załamania poprzez pryzmat 4 przecho¬
dzi do fotopowielacza 5 wywołują^ w nim prąd
proporcjonalny do swego natężenia. Światło z nie

lezącego na osi lunety źródła 7 odbija się całko¬
wicie w pryzmacie 3 i Wpada do Okalatii 2 two¬
rząc w nim obraz źródła 7 światła.

Bieg promieni ± dowolnego źródła leżącego po¬
za środkiem pola widzenia jest podobny jak dla
źródła 7. W okularze Z widoczne jest zatem całe
pole widzenia za wyjątkiem je^b Centralnej części,
światło z której jest kierowane do fdto|>óWiela-
efta 5. Rozmiary Centralnej części pola widzenia,
światło z której jest kierowane do fotopowiela¬
cza 5 i nie dochodzi do Okularu 2, zależą od roz¬
miarów pryzmatu 4 i od ogniskowej obiektu i.
Rozmiary te w zależności od potrzeb mogą być
W znacznych MHmłcagh fegUfewam Wycelowanie
fotometru punktowego aa badane źródło światła
pol$ga na takim ustawieniu przyrządu, alby źródło
to znalazło się w środku pola widzenia i nie było
Widoczne w okularze 2;

W przypadku zastosowania przewidzianego od¬
mianą wynalazku zwierciadła zamiast układu pryz-
ftlatóW i, 4* przy wycelowaniu mikrofotometru
punktowego na badane źródło światła obraz te¬
go źródła nie znika w okularze 2 całkowicie, jest
jednak bardzo słaby, gdyż otrzymuje się go na
skutek odbicia światła Od tej części powierzchni
zwierciadła, z któfej usunięto Warstwę odbijają-

Zastrzeżenia patentowe

1. Mikfofotoriietr purłktoWy, tonamlfcfliiy tśttłi, że
na osi optycznej hitiety, pomiędzy jej obiektywem
(1) a okularem (t) Umieszczony jest ćałkoWicie od¬
bijający pryzmat (3), na którego powierzchni od¬
bijającej naklejony jest mały pryzmat (4), po
stronie przeciwległej zaś W stosunku dó obiekty¬
wu (1) źa Wspomnianymi pryzmatami (3, 4) umiesz¬
czony j6st fotopowielaćz (&).

2. Mikrofotometr według zastrz. 1, przystosowa¬
ny do pomiarów natężenia promieniowania pod¬
czerwonego lub ultrafioletowego, znamienny tym,
że w części okularowej lunety umieszczony jest
przetwornik badanego promieniowania na światło
widzialne.

3; Odmiana niikrófotemetru Według zastrz. 1, bez
układu pryzmatów zh&mittlfta tym, że do załama¬
nia bsl 0gtyćfcfi£j Ml§ta żftbp&trz^na jest w płas¬
kie żWi6fel&a&; k!5f(^ eBCŚĆ centralna jest poz¬
bawiona warstwy odbijającej;
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